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所属・専門領域 Research Field / What is this ... Godzilla?†
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Welcome to the MEMS/NEMS Lab with Prof. Hiroshi Toshiyoshi and Prof. Agnès Tixier-Mita. We are a research group with the Centre for Interdisciplinary Research on Micro-Nano Methods (CIRMM)*1 at the Institute of Industrial Science (IIS)*2, The University of Tokyo, Tokyo, Japan.  Our research interests include optical MEMS, power MEMS, and integrated MEMS technologies.

国立大学法人東京大学生産技術研究所（生産研）の年吉研究室へようこそ。当研究室は生産研のマイクロナノ学際研究センター（ＣＩＲＭＭ）*3に所属しており、ティクシエ三田アニエス准教授とともにマイクロマシン・ＭＥＭＳ*4技術の基礎研究と、微小光学応用（光ＭＥＭＳ）、パワーＭＥＭＳ（発電）、集積化ＭＥＭＳ技術*5の研究を行っています。

ＭＥＭＳとは何か、まだ聞いたことがない方はこちらのイントロをどうぞ。
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↑
研究内容 Research Topics†
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You may find our research topics (accomplishment and on-going) at Research.
Click on the links on the left to find more about us, such as Members and Publication.

研究内容はこちらをご覧ください。
ラボのニュースはここにあります。左側フレームのリンクをクリックすると、メンバー紹介や論文発表などをご覧になれます。





↑
大学院生受入 Student Admission†
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Our lab accommodates graduate school students (master and Ph.D course) within the EE (Electrical Engineering) course of the University of Tokyo. Entrance exam information and lab topics for candidate students are at research high-light.

年吉研究室は、東京大学大学院工学系研究科の電気系工学専攻（電気電子工学コース）の修士課程、博士課程の研究指導を行っています。また、同研究科の先端学際工学専攻の博士課程の研究指導もあわせて行っています。研究紹介は入試案内資料を併せてご覧下さい。





↑
最近の研究プロジェクト Recent Projects / Archival version is here.†
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JST-CREST: Electret MEMS Vibrational Triboelectric Generation (2015.12 - 2019.03)

ＪＳＴ「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」領域 ＣＲＥＳＴ研究「エレクトレットＭＥＭＳ振動・トライボ発電」（２０１５年１２月〜２０１９年３月）


JST-CREST Step-Up: Perpetual Electronics by MEMS Vibrational Energy Harvester (2019.04 - 2023.03 ... extended until 2024.03)

ＪＳＴ「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」領域 ＣＲＥＳＴステップアップ研究「ＭＥＭＳ振動発電を用いたパーペチュアル・エレクトロニクス」（２０１９年４月〜２０２３年３月＋１年間追加支援〜２０２４年３月）
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Kiban-B: Power-autonomous microelectronics with in-chip energy harvester (2018.04 - 2021.03)

科研費基盤（Ｂ）「チップ内で電力を自給自足するマイクロエレクトロニクス」（２０１８年４月〜２０２１年３月）


Kiban-B: Study on electret degradation mechanism toward extended reliability of vibrational energy harvester (2021.04 - 2024.03)

科研費基盤（Ｂ）「振動発電素子の長期信頼性改善のためのエレクトレット劣化メカニズム解明」（２０２１年４月〜２０２４年３月）
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MIC: Miniaturization of vital component (wavelength-tunable MEMS-VCSEL) used in atomic clock (2022.07 - )

総務省「令和４年度から新たに実施する電波資源拡大のための研究開発に係る研究開発課題「周波数資源の有効活用に向けた高精度時刻同期基盤の研究開発」のうち「ア．原子時計主要構成部品の小型化の研究開発」（２０２２年７月〜）






↑
産学連携 Industrial Collaboration†
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ＭＥＭＳの製品化を目指す企業から研究者を受け入れて、産学連携研究を実施しています。当研究室のポリシーとして単なる技術開発の受託研究は行っておらず、企業から派遣された研究者のＭＥＭＳ開発スキルを教育・啓蒙することを優先しています。これにより、大学での研究期間が終了しても、企業内でのＭＥＭＳ研究開発を先導できる人材の育成を目指しています。

現在実施中の共同研究







News


応物・集積化ＭＥＭＳ技術シンポジウム優秀論文賞。
Paper award of JSAP Integrated MEMS Symposium 2024.
2024-03-24
[image: 2024-03-24A.jpg]†


↑
ＣＲＥＳＴ「微小エネ」最終領域会議を開催。
Final all-hands meeting of CREST "Micro Energy" teams.
2024-03-21
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↑
延岡高校から「先輩訪問」の修学旅行生を受け入れました。
Nobeoka High School students visit the lab during a school excursion.
2023-12-06
[image: IMG_1249.jpg]†


↑
電気科学技術奨励賞の授賞式に出席しました。
Promotion Foundation for Electrical Science and Engineering
2023-11-30
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↑
ＭＥＭＳ振動発電素子が電気科学技術奨励賞（旧・オーム技術賞）を受賞しました。
MEMS energy harvester wins the 2023 award from the Promotion Foundation for Electrical Science and Engineering.
2023-09-28
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↑
一般財団法人サムコ科学技術振興財団 研究助成金贈呈式
Grant-in-aid presentation ceremony of SAMCO foundation.
2023-09-13
[image: 2023-09-13A.jpg]†


↑
学振・サマープログラムフェロー
Lab hosted a JSPS summer program fellow Yéro Dias.
2023-08-19
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↑
京都大学・インフラ先端技術コンソーシアムで講演しました。
Lab faculty gives an invited talk at Consortium of Innovative Technique for Infrastructures, Kyoto University.
2023-06-29
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↑
Sensors and MaterialsからMEMSプロセス特集号が発行されました。
Special issue on MEMS process is online available at Sensors and Materials.
2023-06-27
[image: SM3300.jpg]†


↑
Transducers 2023で論文発表。
Papers are presented at Transducers 2023.
2023-06-25~29
[image: 2023-06-27A.jpg]†


↑
シリコンオーストリア研究所から来訪。
Silicon Austria Labs (SAL) visitors stopped by the lab on the way to Transducers 2023.
2023-06-22
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↑
キャンパス公開２０２３
IIS Openhouse 2023
2023-06-09~10
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↑
Presentations at DTIP 2023 in Malta
2023-05-29
[image: 2023-05-29D.jpg] [image: 2023-05-29A.jpg]†


↑
Lab News Back Number†
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ひみつの研究道具箱
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Makerspace Camp Komaba IV
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Introduction to Dept. Informatics and Electronics, IIS
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延岡高校同窓会・東京延友会
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*1
CIRMM = Center for Interdisciplinary Research on Micro-Nano Methods

*2
IIS = Institute of Industrial Science

*3
CIRMM = Centre for Interdisciplinary Research on Micro-Nano Methods、組織名の変遷はマイクロメカトロニクス国際研究センターのページを参照。

*4
MEMS = Micro Electro Mechanical Systems、「メムス」

*5
Integrated MEMS
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